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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【公開番号】特開2009-69054(P2009-69054A)
【公開日】平成21年4月2日(2009.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2009-013
【出願番号】特願2007-239254(P2007-239254)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/21     (2006.01)
   Ｇ０１Ｊ   3/447    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/27     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  21/21    　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｊ   3/447   　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13    １０１　
   Ｇ０１Ｎ  21/27    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月30日(2010.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の紫外波長範囲を含む光を発生する光源と、
　前記光源からの光を所定の偏光状態にした上で、被測定物に向けて照射する照射部と、
　前記照射部からの入射光が前記被測定物で反射されて生じる反射光を分光し、分光され
た各光の強度を検出する分光部と、
　前記被測定物から前記分光部までの前記反射光の光学搬経路上に配置された偏光素子を
含んだ受光部と、
　前記偏光素子の状態および前記分光部からの検出結果に基づいて、前記反射光の前記紫
外波長範囲のうち特定波長の偏光状態を取得する偏光状態取得部と、
　前記被測定物に対する前記入射光の入射回転角を変更可能な回転機構と、
　前記回転機構による前記入射回転角の変化に伴う前記偏光状態の特性変化に基づいて、
前記入射光の照射位置における前記被測定物の光学異方性を算出する光学異方性取得部と
を備える、光学異方性測定装置。
【請求項２】
　前記紫外波長範囲は、１８５ｎｍから４００ｎｍである、請求項１に記載の光学異方性
測定装置。
【請求項３】
　前記偏光状態取得部は、前記偏光状態として、Ｓ偏光成分とＰ偏光成分との位相差また
は振幅比を取得する、請求項１または２に記載の光学異方性測定装置。
【請求項４】
　前記回転機構は、
　前記照射部および前記受光部を所定の位置関係を保って保持する保持部と、
　前記入射光の照射位置を通る回転軸を中心として前記保持部を回転させる回転駆動部と
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を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の光学異方性測定装置。
【請求項５】
　前記光学異方性取得部は、前記入射回転角の変化によって生じる前記偏光状態を示す値
の最大値と最小値との差に基づいて、前記光学異方性を取得する、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の光学異方性測定装置。
【請求項６】
　前記光学異方性取得部は、前記入射回転角の変化によって生じる前記偏光状態を示す値
が最大値または最小値をとる入射回転角に基づいて、前記光学異方性を取得する、請求項
１～４のいずれか１項に記載の光学異方性測定装置。
【請求項７】
　前記被測定物における前記入射光の照射位置を測定対象面に沿って移動させる移動機構
と、
　前記照射位置の変化に応じて、前記照射位置の各々における前記光学異方性を当該照射
位置と対応付けて記憶する記憶部とをさらに備える、請求項１～６のいずれか１項に記載
の光学異方性測定装置。
【請求項８】
　前記分光部によって分光された各光成分の前記偏光状態に基づいて、前記特定波長を決
定する波長選択部をさらに備える、請求項１～７のいずれか１項に記載の光学異方性測定
装置。
【請求項９】
　光学異方性測定装置を用いた被測定物の光学異方性測定方法であって、
　前記光学異方性測定装置は、
　所定の紫外波長範囲を含む光を発生する光源と、
　前記光源からの光を所定の偏光状態にした上で、被測定物に向けて照射する照射部と、
　前記照射部からの入射光が前記被測定物で反射されて生じる反射光を分光し、分光され
た各光の強度を検出する分光部と、
　前記被測定物から前記分光部までの前記反射光の光学搬経路上に配置された偏光素子を
含んだ受光部と、
　前記被測定物に対する前記入射光の入射回転角を変更可能な回転機構とを備え、
　前記光学異方性測定方法は、
　前記照射部から前記被測定物へ前記入射光を照射するステップと、
　前記偏光素子の状態および前記分光部からの検出結果に基づいて、前記反射光の前記紫
外波長範囲のうち特定波長の偏光状態を取得するステップと、
　前記被測定物に対する前記入射光の入射回転角を順次変化させるステップと、
　前記入射回転角の変化に伴う前記偏光状態の特性変化に基づいて、前記入射光の照射位
置における前記被測定物の光学異方性を算出するステップとを備える、光学異方性測定方
法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　好ましくは、光学異方性測定装置は、被測定物における入射光の照射位置を測定対象面
に沿って移動させる移動機構と、照射位置の変化に応じて、照射位置の各々における光学
異方性を当該照射位置と対応付けて記憶する記憶部とをさらに備える。
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